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摘要(译)

一种用于光学分析基板的设备。该装置包括：（a）用于将光引导到基板
上的光源; （b）用于从基板反射的光产生光路的光学器件; （c）位于光
路中的多波长成像光学子系统。多波长成像光学子系统包括：（i）一个
或多个滤波器，其能够中的一个或两个：（1）交替地或顺序地插入光路
中以提取一个或多个感兴趣的波长或波长带;或（2）调整其波长选择性
以提取一个或多个感兴趣的波长或波长带; （ii）一个或多个成像装置，
用于对从一个或多个滤光器提取的感兴趣波长或波长带成像; （d）位于
光路中的成像装置。还包括一种方法，利用该装置分析基板。
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